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본 발명은 오프셋 공정을 단축시키거나, 생략해, 생산 시간을 단축하여 생산성을 향상시키기 위한 것으로, 이를 

위하여, 증착 패턴이 이미 형성된 마스터 기판을 준비는 단계와, 상기 마스터 기판 상에, 제1얼라인 마크 및 개

구 패턴을 구비한 마스크를 위치시키는 단계와, 상기 마스터 기판의 증착 패턴과 마스크의 개구 패턴이 일치되는

지 여부를 확인하면서 마스RA200512005크를 인장하는 단계와, 상기 마스크가 인장된 상태에서 상기 마스크의 제1

얼라인 마크의 위치에 대응되는 가상 점의 위치를 상기 마스터 기판과 관련하여 인식하는 단계와, 인장된 마스크

를 프레임에 용접하는 단계와, 상기 프레임에 용접된 마스크를 증착 챔버에 배치하는 단계와, 상기 마스터 기판

에 형성된 증착 패턴과 동일한 패턴이 형성될 증착용 기판을 준비하고, 상기 가상 점의 위치를 상기 증착용 기판

에 확인하는 단계와, 상기 증착용 기판을 상기 증착 챔버에 투입하고, 상기 제1얼라인 마크와 상기 가상 점의 위

치가 얼라인되도록 상기 마스크 또는 증착용 기판의 위치를 조정하는 단계와, 상기 증착용 기판에 박막을 증착하

는 단계를 포함하는 박막 증착방법을 제공한다.

대표도 - 도10
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특허청구의 범위

청구항 1 

증착 패턴이 이미 형성된 마스터 기판을 준비는 단계;

상기 마스터 기판 상에, 제1얼라인 마크 및 개구 패턴을 구비한 마스크를 위치시키는 단계;

상기 마스터 기판의 증착 패턴과 마스크의 개구 패턴이 일치되는지 여부를 확인하면서 마스크를 인장하는 단계;

상기 마스크가 인장된 상태에서 상기 마스크의 제1얼라인 마크의 위치에 대응되는 가상 점의 위치를 상기 마스

터 기판과 관련하여 인식하는 단계;

인장된 마스크를 프레임에 용접하는 단계;

상기 프레임에 용접된 마스크를 증착 챔버에 배치하는 단계;

상기 마스터 기판에 형성된 증착 패턴과 동일한 패턴이 형성될 증착용 기판을 준비하고, 상기 가상 점의 위치를 

상기 증착용 기판에 확인하는 단계;

상기 증착용 기판을 상기 증착 챔버에 투입하고, 상기 제1얼라인 마크와 상기 가상 점의 위치가 얼라인되도록 

상기 마스크 또는 증착용 기판의 위치를 조정하는 단계; 및

상기 증착용 기판에 박막을 증착하는 단계;를 포함하는 박막 증착방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 마스터 기판은 가장자리부가 제거되어 상기 프레임 내에 위치되도록 하고, 

상기 증착용 기판은 가장자리부가 제거되지 않은 마스터 기판과 동일한 크기인 박막 증착방법.

청구항 3 

제2항에 있어서,

상기 증착용 기판은, 상기 마스터 기판의 제거되는 가장자리부에 대응되는 위치에 제2얼라인 마크를 구비하는 

박막 증착방법.

청구항 4 

제3항에 있어서,

상기 가상 점의 위치를 상기 증착용 기판에 확인하는 단계는,

상기 가상 점의 위치를 상기 증착용 기판의 제2얼라인 마크와 비교하여 그 좌표값의 차이를 계산한 후, 계산값

을 저장하는 단계를 포함하는 박막 증착방법.

청구항 5 

제4항에 있어서,

상기 마스크 또는 증착용 기판의 위치를 조정하는 단계는,

상기 제1얼라인 마크와 상기 제2얼라인 마크를 얼라인하는 단계; 및

상기 제1얼라인 마크의 중심과 상기 제2얼라인 마크의 중심이 상기 계산값만큼 차이나도록 상기 증착용 기판 또

는 상기 마스크의 위치를 조정하는 단계;를 포함하는 박막 증착방법.

청구항 6 

발광층 패턴이 이미 형성된 마스터 기판을 준비는 단계;

상기 마스터 기판 상에, 제1얼라인 마크 및 개구 패턴을 구비한 마스크를 위치시키는 단계;
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상기 마스터 기판의 발광층 패턴과 마스크의 개구 패턴이 일치되는지 여부를 확인하면서 마스크를 인장하는 단

계;

상기 마스크가 인장된 상태에서 상기 마스크의 제1얼라인 마크의 위치에 대응되는 가상 점의 위치를 상기 마스

터 기판과 관련하여 인식하는 단계;

인장된 마스크를 프레임에 용접하는 단계;

상기 프레임에 용접된 마스크를 증착 챔버에 배치하는 단계;

상기 마스터 기판에 형성된 발광층 패턴과 동일한 패턴이 형성될 증착용 기판을 준비하고, 상기 가상 점의 위치

를 상기 증착용 기판에 확인하는 단계;

상기 증착용 기판을 상기 증착 챔버에 투입하고, 상기 제1얼라인 마크와 상기 가상 점의 위치가 얼라인되도록 

상기 마스크 또는 증착용 기판의 위치를 조정하는 단계; 및

상기 증착용 기판에 발광층을 증착하는 단계;를 포함하는 유기 발광 표시장치의 제조방법.

청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 마스터 기판은 가장자리부가 제거되어 상기 프레임 내에 위치되도록 하고, 

상기 증착용 기판은 가장자리부가 제거되지 않은 마스터 기판과 동일한 크기인 유기 발광 표시장치의 제조방법.

청구항 8 

제7항에 있어서,

상기 증착용 기판은, 상기 마스터 기판의 제거되는 가장자리부에 대응되는 위치에 제2얼라인 마크를 구비하는 

유기 발광 표시장치의 제조방법.

청구항 9 

제8항에 있어서,

상기 가상 점의 위치를 상기 증착용 기판에 확인하는 단계는,

상기 가상 점의 위치를 상기 증착용 기판의 제2얼라인 마크와 비교하여 그 좌표값의 차이를 계산한 후, 계산값

을 저장하는 단계를 포함하는 유기 발광 표시장치의 제조방법.

청구항 10 

제9항에 있어서,

상기 마스크 또는 증착용 기판의 위치를 조정하는 단계는,

상기 제1얼라인 마크와 상기 제2얼라인 마크를 얼라인하는 단계; 및

상기 제1얼라인 마크의 중심과 상기 제2얼라인 마크의 중심이 상기 계산값만큼 차이나도록 상기 증착용 기판 또

는 상기 마스크의 위치를 조정하는 단계;를 포함하는 유기 발광 표시장치의 제조방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박막 증착 방법 및 유기 발광 표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 오프셋 과정을 생<11>

략할 수 있는 박막 증착 방법 및 유기 발광 표시장치의 제조방법에 관한 것이다.
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유기 발광 표시장치는 능동 발광형 표시 소자로서 시야각이 넓고 콘트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답속도가 <12>

빠르다는 장점을 가지고 있어 차세대 표시 소자로서 주목을 받고 있다. 

이러한 유기 발광 표시장치는 무기 발광 소자에 비해 휘도, 응답속도 등의 특성이 우수하고, 컬러 디스플레이가 <13>

가능하다는 장점을 가지고 있다.

유기 발광 표시장치는 투명한 절연기판 상에 소정 패턴으로 형성된 제1전극과, 이 제1전극이 형성된 절연기판 <14>

상에는 진공증착법에 의해  형성된 유기막과,  상기 유기 발광층의 상면에 형성되며 캐소오드 전극층인 제2전극

을 포함한다. 

이와 같이 구성된 유기 발광 표시장치를 제작함에 있어서, 상기 제1전극은  포토리소그래피법과 같은 습식 식각<15>

법에 의해 패터닝될 수 있다. 그러나 상기 유기막, 이 중 특히, 소정의 색상을 구현하는 발광층은 이러한 습식 

식각법에 의해 패터닝할 수 없다. 이는 발광층을 형성하는 유기막이 수분 및 산소에 치명적이기 때문이다.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 유기 발광층을 증착과 동시에 패터닝하는 제조방법이 제안되었다.<16>

이러한 증착 방법을 이용하여 유기 발광 표시장치를 제작하기 위해서는 화소 전극 등이 형성된 증착용 기판에 <17>

소정의 개구 패턴이 형성된 마스크를 밀착시켜 유기막, 특히, 발광층을 형성한다. 

이러한 발광층을 증착하는 증착 공정은, 마스크에 형성되어 있는 얼라인 마크와 증착용 기판에 형성되어 있는 <18>

얼라인 마크가 서로 얼라인되도록 기판과 마스크의 위치를 맞추고, 이에 따라 정확한 위치에 패턴을 형성한다. 

그런데, 현재의 패턴 형성용 마스크는 고정세를 위해 텐션을 가한 후 프레임에 용접하여 사용하는 데, 텐션 시 <19>

발광층 패턴과 얼라인 마크간의 위치 오차가 고려되지 않는다. 

즉, 텐션 시에는 이미 패턴이 형성되어 있는 마스터 기판을 이용하여, 마스터 기판의 패턴과 마스크의 개구 패<20>

턴이 서로 일치하도록 한 상태에서, 마스크를 프레임에 용접한다. 이 상태에서는 마스크에 형성되어 있는 얼라

인 마크와 증착용 기판에 형성되어 있는 얼라인 마크의 얼라인 여부는 전혀 고려되지 않는다. 

이렇게 조립된 마스크는 챔버 내에서 전술한 바와 같이, 그 얼라인 마크가 증착용 기판에 형성되어 있는 얼라인 <21>

마크와 얼라인되도록 한 상태에서 증착을 행하게 되기 때문에, 실제 증착이 이루어진 패턴은 원하는 증착 패턴

과 위치 오차가 발생할 수 있다.

이는 마스크에 텐션을 가할 때의 기판과 마스크의 정렬 기준과, 증착할 때의 기판과 마스크의 정렬 기준이 서로 <22>

다르기 때문이다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 종래에는 오프셋(Offset)공정을 수행하여, 수차례의 실제 증착을 통해 증착이 이<23>

루어져야 할 패턴과 기판 얼라인 마크 및 마스크 얼라인 마크 간의 위치를 보정하고 있다.

그러나, 이러한 오프셋 공정은 생산 시간을 낭비하여 라인 가동률을 저하시키며 재료 소모비를 증가시켜 생산 <24>

단가를 상승시킨다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위하여, 오프셋 공정을 단축시키거나, 생략해, 생산 시간을 단축하여 <25>

생산성을 향상시킬 수 있는 박막 증착방법 및 유기 발광 표시장치의 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다. 

    발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은, 증착 패턴이 이미 형성된 마스터 기판을 준비는 단계와, 상기 <26>

마스터 기판 상에, 제1얼라인 마크 및 개구 패턴을 구비한 마스크를 위치시키는 단계와, 상기 마스터 기판의 증

착 패턴과 마스크의 개구 패턴이 일치되는지 여부를 확인하면서 마스크를 인장하는 단계와, 상기 마스크가 인장

된 상태에서 상기 마스크의 제1얼라인 마크의 위치에 대응되는 가상 점의 위치를 상기 마스터 기판과 관련하여 

인식하는 단계와, 인장된 마스크를 프레임에 용접하는 단계와, 상기 프레임에 용접된 마스크를 증착 챔버에 배

치하는 단계와, 상기 마스터 기판에 형성된 증착 패턴과 동일한 패턴이 형성될 증착용 기판을 준비하고, 상기 

가상 점의 위치를 상기 증착용 기판에 확인하는 단계와, 상기 증착용 기판을 상기 증착 챔버에 투입하고, 상기 

제1얼라인 마크와 상기 가상 점의 위치가 얼라인되도록 상기 마스크 또는 증착용 기판의 위치를 조정하는 단계

와, 상기 증착용 기판에 박막을 증착하는 단계를 포함하는 박막 증착방법을 제공한다.

본 발명은 또한, 발광층 패턴이 이미 형성된 마스터 기판을 준비는 단계와, 상기 마스터 기판 상에, 제1얼라인 <27>
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마크 및 개구 패턴을 구비한 마스크를 위치시키는 단계와, 상기 마스터 기판의 발광층 패턴과 마스크의 개구 패

턴이 일치되는지 여부를 확인하면서 마스크를 인장하는 단계와, 상기 마스크가 인장된 상태에서 상기 마스크의 

제1얼라인 마크의 위치에 대응되는 가상 점의 위치를 상기 마스터 기판과 관련하여 인식하는 단계와, 인장된 마

스크를 프레임에 용접하는 단계와, 상기 프레임에 용접된 마스크를 증착 챔버에 배치하는 단계와, 상기 마스터 

기판에 형성된 발광층 패턴과 동일한 패턴이 형성될 증착용 기판을 준비하고, 상기 가상 점의 위치를 상기 증착

용 기판에 확인하는 단계와, 상기 증착용 기판을 상기 증착 챔버에 투입하고, 상기 제1얼라인 마크와 상기 가상 

점의 위치가 얼라인되도록 상기 마스크 또는 증착용 기판의 위치를 조정하는 단계와, 상기 증착용 기판에 발광

층을 증착하는 단계를 포함하는 유기 발광 표시장치의 제조방법을 제공한다.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 한 바람직한 실시예를 상세하게 설명하면 다음과 같다.<28>

전술한 바와 같이, 현재의 공정에서는 텐션 시 발광 패턴과 얼라인 마크간의 위치 오차가 고려되지 않기 때문에 <29>

오프셋(Offset)공정을 통해 유기막 패턴과 얼라인 마크간의 위치를 보정하고 있는 데, 본 발명자 등은 만약 얼

라인 마크와 패턴 간의 위치 오차를 텐션 시 미리 적용시킬 경우 상기 오프셋 공정을 단축 또는 생략할 수 있을 

것이라는 점에 착안하였다. 

이를 위해, 도 1의 (a)에서 볼 수 있듯이, 이미 원하는 증착 패턴(11)이 형성된 마스터 기판(10)을 준비한다. <30>

이 마스터 기판(10)은 그 표면이 원하는 증착 패턴(11)이 형성되어 있는 기판으로, 증착 패턴(11)은 실제 증착

을 통해 형성할 수도 있고, 마스터 기판(10)의 표면 상에 임의로 표시할 수도 있다.

이 마스터 기판(10)의 가장자리에는 제2얼라인 마크(12)가 형성되어 있는 데, 이 제2얼라인 마크(12)가 형성되<31>

어 있는 가장자리 부분(13)은 도 1의 (b)에서 볼 수 있듯이 절단되도록 한다. 이는 도 2에서 볼 수 있듯이, 이 

마스터 기판(10)을 프레임(20) 내에 위치시키도록 하기 위한 것이다.

이렇게 가장자리 부분(13)이 절단된 마스터 기판(10)을 도 2에서 볼 수 있듯이, 프레임(20) 내에 안착시킨 후, <32>

프레임(20) 위로 마스크(30)를 소정의 텐션을 가한 상태로 배치시킨다. 마스크(30)는 텐션 인가장치(40)에 고정

되어 양 방향으로 텐션을 가하도록 한다. 마스크(30)에는 증착 패턴을 형성하도록 개구된 복수개의 개구 패턴

(31)이 구비되어 있고, 이 개구 패턴(31)들 외곽에 제1얼라인 마크(32)가 형성되어 있다. 이 제1얼라인 마크

(32)는 전술한 제2얼라인 마크(12)와 얼라인되는 마크가 될 수 있는 데, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 기

판(10)의 제2얼라인 마크(12)와는 무관한 텐션용 얼라인 마크가 될 수도 있다.

텐션의 인가 시, 마스크(30)의 하부에는 전술한 패턴된 마스터 기판(10)이 배치되어 있다. <33>

이 마스터 기판(10)의 증착 패턴(11)과 마스크(30)의 개구 패턴(31)을 비교하면서, 마스크(30)에 대한 텐션량을 <34>

조절하고, 이 때, 증착 패턴(11)과 개구 패턴(31)이 서로 일치되도록 한다.

이 때, 도 3에서 볼 수 있듯이, 별도의 촬상 카메라(50)를 이용하여 마스크(30)의 제1얼라인 마크(32)를 촬상한<35>

다. 그리고, 도 4(a)에서 볼 수 있듯이, 이 촬상된 제1얼라인 마크(32)의 중심 위치를 가상 점(14)으로서 인식

한다. 이 가상 점(14)은 도 4(b)에서 볼 수 있듯이, 마스터 기판(10)의 외측에 위치하는 것으로, 제어장치가 마

스터 기판(10)과 관련하여 이 가상 점(14)의 x,y 좌표를 인식하도록 한다. 

이 상태에서, 마스크(30)를 프레임(20)에 용접한다.<36>

다음으로, 이 프레임(20)에 용접된 마스크(30)를 도 5와 같이, 챔버(60) 내에 장착하고, 이 챔버(60)로 증착을 <37>

행할 증착용 기판(10')을 투입한다. 이 증착용 기판(10')은 마스크(30) 상에 배치되며, 마스크(30)와의 얼라인 

후에는 마그넷 유닛(62)에 의해 마스크(30)와 밀착된다. 그 후에는 증착 소오스(61)에 의해 증착이 이루어진다.

도 6은 증착용 기판(10')을 도시한 것으로, 도 6의 증착용 기판(10')은 도 1(a)에서 볼 수 있는 마스터 기판<38>

(10)과 동일한 크기이고, 그 표면에 증착 패턴이 형성되지 않은 것이다. 따라서, 이 때의 증착용 기판(10')은 

도 1(b)에서 볼 수 있는 마스터 기판(10)에 가장자리 부분(13)이 더해진 크기가 된다. 이러한 증착용 기판(1

0')에는 마스크(30)와의 얼라인을 위한 제2얼라인 마크(12')가 형성되어 있다. 

한편, 전술한 가상 점(14)은 도 7에서 볼 수 있듯이, 증착용 기판(10')의 제2얼라인 마크(12')의 중심(12a')과 <39>

비교하여 이 좌표값의 차이로서 그 위치가 인식되어질 수 있다.

도 8은 증착용 기판(10')과 마스크(30)와의 얼라인을 행하는 상태를 도시한 것이다. 전술한 바와 같이, 마스크<40>

(30)에는  제1얼라인 마크(32)가  형성되어 있고,  증착용 기판(10')  상에는 제2얼라인 마크(12')가  형성되어 

있다. 그리고, 이들 얼라인 마크들(32)(12')의 직상에는 얼라인용 촬상 카메라(63)가 설치되어 있다. 증착용 기
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판(10')과 마스크(30)의 얼라인은 이 촬상 카메라(63)를 이용하여, 제1얼라인 마크(32)와 제2얼라인 마크(12')

의 위치를 조정함으로써 이루어진다.

도  9  (a)(b)는  촬상  카메라(63)를  이용하여  촬상한  제1얼라인  마크(32)와  제2얼라인  마크(12')를  도시한  <41>

것이다.

도 9(a)와 같이, 제1얼라인 마크(32)와 제2얼라인 마크(12')의 중심을 일치시키도록 하면, 전술한 종래기술란에<42>

서 언급한 바와 같이, 실제 증착이 이루어지는 패턴이 의도하는 패턴과 어긋날 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 

전술한 가상 점을 이용하여 도 9(b)와 같이, 제1얼라인 마크(32)와 제2얼라인 마크(12')의 중심이 일정 정도 어

긋나도록 함으로써 오프셋 공정 없이도 공정을 진행할 수 있게 되는 것이다.

도 10에서 볼 수 있듯이, 제1얼라인 마크(32)의 중심(32a)을 가상 점(14)에 맞춘다. 이를 위해, 전술한 가상 점<43>

(14)과 제2얼라인 마크(12')의 차이값에 해당하는 만큼 제2얼라인 마크(12')의 중심(12a')이 제1얼라인 마크

(32)의 중심(32a)과 어긋나도록 한다. 이러한 정렬은 마스크(30)를 움직이던지, 증착용 기판(10')을 움직이던지 

함으로써 행할 수 있다.

이렇게 조정한 상태에서 증착을 행하게 되면, 텐션 시에 고려되었던 얼라인 조건이 증착 시에도 그대로 고려되<44>

는 것이 되어, 오프 셋 과정을 생략하고도 원하는 증착 패턴과 동일한 증착 패턴을 얻을 수 있게 된다.

본 발명에 있어서, 마스크(30)의 제1얼라인 마크(32)는 용접기 광학부인 도 3의 촬상 카메라(50)의 조건에 따라 <45>

크기 및 모양 변경이 가능하며, 증착 시 사용되는 얼라인 마크가 아닌 텐션 전용 얼라인 마크일 수 있다.

이러한 본 발명의 박막 증착방법은 유기 발광 표시장치의 발광층 증착에도 동일하게 사용될 수 있다.<46>

즉, 전술한 증착 패턴은 유기 발광 표시장치의 발광층 패턴이 될 수 있다. 이 때, 발광층이 적색, 녹색, 청색으<47>

로 구비될 경우에는, 각각의 패턴 증착을 위한 마스크를 세 개 구비해, 별도의 공정으로 진행한다. 그리고, AM 

유기 발광 표시장치의 경우에는 증착용 기판은 TFT를 포함하는 기판일 수 있다.

    발명의 효과

상기와 같은 구성을 갖는 본 발명에 따르면, 오프셋(Offset)공정을 생략할 수 있기 때문에, 공정 시간을 단축할 <48>

수 있고, 이에 따라, 라인 가동률을 증대시킬 수 있다. 또한, 재료 소모비를 줄일 수 있으며, 결국, 생산 단가

를 줄일 수 있다.

본 명세서에서는 본 발명을 한정된 실시예를 중심으로 설명하였으나, 본 발명의 범위 내에서 다양한 실시예가 <49>

가능하다. 또한 설명되지는 않았으나, 균등한 수단도 또한 본 발명에 그대로 결합되는 것이라 할 것이다. 따라

서 본 발명의 진정한 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 마스터 기판을 도시한 평면도,<1>

도 2는 본 발명에 따라 마스크에 텐션을 가할 때의 상태를 도시한 단면도,<2>

도 3은 도 2의 일부를 보다 확대한 단면도,<3>

도 4는 본 발명에 따라 마스크에 텐션을 가한 상태에서 가상 점과 제1얼라인 마크의 관계 및 가상점과 마스터 <4>

기판간의 관계를 도시한 평면도,

도 5는 본 발명에 따라 증착하는 상태를 도시한 단면도,<5>

도 6은 증착용 기판을 도시한 평면도,<6>

도 7은 증착용 기판의 제2얼라인 마크와 가상 점과의 관계를 도시한 평면도,<7>

도 8은 증착용 기판과 마스크의 얼라인 상태를 도시하는 단면도,<8>

도 9는 도 8의 얼라인 시의 제1얼라인 마크와 제2얼라인 마크를 도시한 평면도,<9>

도 10은 본 발명에 따른 얼라인 시의 제1얼라인 마크와 제2얼라인 마크 및 가상 점간의 관계를 도시한 평면도.<10>
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摘要(译)

本发明涉及缩短或省略偏移过程以及缩短生产时间和提高生产率。并且
为此，在步骤上形成的沉积图案布置了使质量RA200512005延伸的步
骤，确认了与主板明确识别的位置，该位置对应于掩模的第一对准标记
的位置。掩模内置虚拟点的状态，在框架中焊接内置掩模的步骤，掩模
焊接到框架上，掩模包括主板上的第一个对准标记，准备分类主板其中
沉积图案已经形成并且孔图案到达沉积室，并且主板和在沉积基板中确
认它准备的虚拟点的位置的步骤，并且沉积基板被注入沉积室中。包括
控制掩模或沉积基板位置的步骤的薄膜电镀方法，虚拟点和第一对准标
记的位置对齐，以及提供了在沉积基板中沉积薄膜的步骤。
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